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(57) Спосіб визначення лінії рівних амплітуд коли-
вань, що включає поділ когерентного випроміню-
вання на два паралельних пучки, фокусування їх
на дві точки поверхні, що досліджують, формуван-
ня з хвиль, які відбиваються, нормально інтерфе-

ренційної картини, та по ЗМІНІ інтенсивності цієї
картини з часом визначають відносну амплітуду
нормальних коливань, який відрізняється тим,
що один із пучків, що освітлюють, обертають від-
носно оптичної осі та визначають точку на поверх-
ні, що досліджують, відносна амплітуда коливань
якої дорівнює нулю, переміщують поверхню, яка
досліджується, відносно оптичної осі таким чином,
що визначена точка лінії рівних амплітуд збігаєть-
ся з відповідною точкою оптичної' осі, потім повто-
рюють зазначені дії необхідну кількість разів для
всієї поверхні.

Корисна модель належить до області контро-
льно-вимірювальної техніки і призначена для ви-
значення ліній рівних амплітуд нормальних коли-
вань на поверхні дифузно-відбиваючих об'єктів
методом лазерної інтерферометрі!'. Корисна мо-
дель може бути застосована, наприклад, для віб-
раційного дослідження лопаток турбін двигунів.

Відомий спосіб отримання голографічних ін-
терферограм поверхні об'єкта, який здійснює ко-
ливання, описаний, наприклад, в [Ю.И.Островский,
М.М.Бутусов, Г.В.Островская "Голографическая
интерферометрия", М.: "Наука", 1977, с.301-309], в
якому формують освітлюючу та опорну хвилі,
встановлюють реєструючу середу, отримають ме-
тодом осереднення по часу гологрофічну інтерфе-
рограму на якій спостерігаються лінії рівних амплі-
туд коливань.

Недоліком цього способу є необхідність фото-
хімічної' обробки реєструючої середи, неможли-
вість визначення розподілу амплітуд у реальному
часі та автоматизації процесу вимірювань.

Також відомий, вибраний як прототип, спосіб
для вимірювання параметрів коливань об'єкту,
описаний в [а.с. №1651106, МКИ G01H9/00. 1991,
Бюл. №19] згідно з яким поділяють когерентне
випромінювання на два паралельних пучки, фоку-
сують їх на дві точки досліджуєміи поверхні, фор-
мують з хвиль, які відбиваються нормально, ін-
терференційну картину та по зміні інтенсивності
цієї картини з часом визначають амплітуду норма-
льних коливань.

Недоліком способу-прототипу є неможливість
визначення на досліджуєміи поверхні точок з рів-
ною амплітудою коливань, що не дозволяє визна-
чити лінії рівних амплітуд коливань у реальному
часі та автоматизувати процес вимірювання

В основу корисної моделі покладено задачу
створення способу визначення лінії рівних амплі-
туд коливань на поверхні зразка, шляхом обер-
тання одного з освітлюючих пучків та послідовного
зміщення досліджуєміи поверхні відносно оптичної
осі, що дозволяє визначити послідовно точки по-
верхні, які мають однакову амплітуду коливань та
автоматизувати процес вимірювання у реальному
часі.

В основу другої Із групи корисних моделей по-
кладено задачу створення пристрою для визна-
чення лінії рівних амплітуд коливань на поверхні.
Шляхом встановлення світоподілювача та фото-
приймача з можливістю обертання їх навколо оп-
тичної вісі, що дозволяє отримати лінію рівних
амплітуд коливань та автоматизувати процес ви-
мірювання в реальному часі.

Поставлена задача вирішується тим, що в
способі визначення лінії рівних амплітуд коливань
згідно з яким поділяють когерентне випромінюван-
ня на два паралельних пучки, фокусують їх на дві
точки досліджуєміи поверхні, формують з хвиль,
які відбиваються нормально, інтерференційну кар-
тину та по зміні інтенсивності цієї картини з часом
визначають відносну амплітуду коливань. Згідно з
винаходом один з освітлюючих пучків обертають
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відносно оптичної осі та визначають точку на до-
сліджуємій поверхні відносна амплітуда коливань
якої дорівнює нулеві, переміщують досліджуєму
поверхню відносно оптичної ВІСІ таким чином, що
визначена точка лінії рівних амплітуд збігається з
відповідною точкою оптичної вісі, потім повторю-
ють зазначені дії необхідну кількість разів для всієї
поверхні.

Обертання одного з освітлюючих пучків відно-
сно оптичної вісі забезпечує визначення наступної
точки лінії рівних амплітуд на досліджуємій повер-
хні, що дозволяє отримати лінію рівних амплітуд
коливань та автоматизувати процес вимірювання
у реальному часі.

На Фіг. зображена схема пристрою для здійс-
нення запропонованого способу.

Пристрій для визначення лінії' рівних амплітуд
коливань містить: джерело 1 когерентного випро-
мінювання - лазер ЛГН-222, лінзу 2, світлоподілю-
вач 3, фотоприймач 4, вихід якого електричне
зв'язаний з входом блока реєстрації 5, блок 6 ке-
рування та сканування досліджуємій поверхні об'-
єкта 7. Світлоподілювач 3 та фотоприймач 4 вста-
новленні з можливістю обертання навколо осі.

Запропонований спосіб визначення лінії рівних
амплітуд коливань здійснюється таким чином.

Випромінювання лазера 1 фокусується за до-
помогою лінзи 2 та світоподілговача 3 одночасно
на дві точки досліджуємій поверхні об'єкта 7, яка
здійснює нормальні коливання. Хвилі, які відбива-
ються від двох точок досліджуємій поверхні, утво-
рюють інтерференційну картину у просторі реєст-
рації фотоприймача 4, інтенсивність якої' та
відповідна напруга з виходу фотоприймача 4 за-
лежать від відносної амплітуди нормальних коли-
вань. З метою визначення точки на досліджуємій
поверхні, амплітуда коливань якої дорівнює амплі-
туді коливань точки на оптичній вісі, обертають
відповідний освітлюючий промінь відносно оптич-
ної вісі. У випадку однакових амплітуд коливань
відповідних точок інтенсивність та напруга дорів-
нюють нулю. Перемішують досліджуєму поверхню
відносно оптичної осі таким чином, що визначена
точка лінії рівних амплітуд збігається з відповідною
точкою оптичної оісі, потім повторюють зазначені
дії необхідну кількість разів для всієї поверхні.

Фіг.
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